MEMS-Technologien fur Quantenprozessoren

Optische MEMS und Siliziumtechnologien

MEMS-Flachenlichtmodulatoren

* Adressierung & Positionierung * Fallen-Strukturen Flachenlichtmodulatoren auf Basis von
atomarer Qubits * Multiplexer Mikrospiegelmatrizen zur schnellen &
« Strahlnachfuhrung « Modulatoren prazisen Mustererzeugung bzw. Strahl-
* Aberrationskontrolle * linear-photonische formung von Laserlicht (Amplitude und/
* Erzeugung optischer Pinzetten Quantenprozessoren oder Phase)
* Erzeugung strukturierten Lichtes _ MEMS-Flachenlichtmodulator bestehend
Merkmale der Technologie: aus einer Matrix mit ca. 65.000 individuell

* je nach gewunschter Funktionalitat steuerbaren Kippspiegeln.
Systeme auf Basis von 1-Achsen

_ Kippspiegeln, 2-Achen Kippspiegeln
MEMS-Spiegel oder Senkspiegeln méglich
Wellenlangenbereich: DUV-NIR

 schnelle Schaltzeiten: kHz-MHz

Antriebsvarianten: » prazise Lichtmodulation
. . REM-Bild eines Ausschnitts einer Senk-
« kapazitiv  hohe Anzahl von Modulationsele- mikrospiegelmatrix ohne die Spiegel-

o piezoe|ektrisch menten (bIS ZU mehreren Millionen) schicht zur besseren Sic.htbarkeit des
o magnetiSCh Aktuators (aus dem EU-Projekt RealHolo).

Merkmale:

 bis zu 3 Achsen

 Positionssensoren

« statischer, dynamischer
und resonanter Betrieb

Integrierte MEMS-Photonik

MEMS-Spiegel

» hochreflektierende Beschichtung MEMS-on-PIC Technologie ;
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Hohe Piezo-Antriebskrafte Linearitat Langzeitstabilitat

Leistungs- & Technologieangebot

« MEMS-Design « piezoelektrische Schichten
« Schaltkreisdesign * hermetisches Packaging
* Fertigung im Reinraum « Halbleitertechnologien
T.-N. Kreutzer, Masterarbeit. CAU Kiel, 6.2023 S. Gu-Stoppel et al., Sensors and Actuators A: Physical, Volume 312, 112107 (2020) o OptlkdeSIQn und MOdUIbau o 3D GlanOrmung
. . Geringe * Ansteuerelektronik mit « DUV-Lithografie
@ furze Antwortzet @ fompakinet @ Leistungsaufnahme Treiber und Software « MEMS-on-PIC

\. J

Systemevaluierung * SiN-Photonik



